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Sposdb bezstykoiveao pomiare rezystywnodci
materiaddw przewodzacych

|

Przedmiotem wynalazku jest sposdb bezstykowego
pomiaru rezystywnosci materialdw przewodzacych,
zwlaszcza pélprzewodnikéw.

Znane s3 sposoby bezstykowego pomiaru rezystyw-
nofci polegajace na okresleniu rezystywnosci z pomiaru
zmian jednego z parametréw promieniowania mikrofa-
lowego jak czgstodiwoéé, dobroé wngki rezonansowej,
wspokczynnik fali stojacej oraz poloieniec miniméw w
zwartym falowodzie z wprowadzong prébka. Probkom
tym nalezy nadaé przed pomiarem ksztalt geometryczny.

Istota bezstykowego pomiaru rezystywnoéci wedtug
wynalazku polega na tym, ze badang prébke w ksztalce
korzystnie klina o dowolnym kacie przy wierzchokku
umieszcza si¢ w wigzce Swiatla z lasera, mierzy si¢ pla-
szczyzn¢ polaryzacji tej wiazki $wiatha, ugictej na krawe-
dzi badanej probki, w cieniu geometrycznym tej prébki.
Znajac nachylenia plaszczyzny polaryzacji wigzki Swiatia
z lasera przed wprowadzeniem badanej probki wyznacza
si¢ zmiang nachylenia tej plaszczyzny polaryzacji wywo-
tana umieszczeniem badanej probki w wiazce $wiatha z
lasera. Na tej podstawiesze znanych zaleznosci wylicza sig
rezystywnos¢ badanej probki.

Sposobem wedlug wynalazku mozliwy jest pomiar
rezystywnosci w zakresie od 0,001 {cm do 1000 2 cm
przy znacznej odlegiosci urzadzen pomiarowych od
badanej prébki. Umozliwia to ciggly kontrol¢ zmian
rezystywnosci probki umieszczonej w dowolnie trudnych
warunkach zewnetrznych.

Sposob bezstykowego pomiaru rezystywnosci wedlug
wynalazku jest blizej objasniony w przykiadzie wykona-
nia przedstawionym na rysunku schematycznym opty-
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cmego ukiadu pomiarowego plaszczyzny polaryzacji
wigzki $wiatia z lasera.

Laser L amituje wigzke §wiatta przechodzgcy przez po-
laryzator P, ktéry nadajc jej polavyzacjg okreslong przez
kat nachylenia plaszeayzny polaryzacji wzgleders ple-
szczyzny odnicsicnia, kt6rq stanowi piaszczyzna rysun-
ku. Nastgpnic “wigzka Swiathe przechodzi-przez gonio-
mets G i analizator A, a potem pada ne fotodetektor.
Analizator A mierzy plaszczyme polaryzacji wigzki
$wiatla z lasera. Po wyznaczeniu plaszczyzny polaryzacji
tej wiazki §wiatlha wprowadza si¢ w bieg jej promieni
prébk¢ K z badanego materialu. Prébka ta ma ksztah
klina o kacie rozwarcia B, ktérego krawedZ jest ofwiet-
lona wiazkg $wiatla z lasera. Powicrzchnie klina s3 wypo-
lerowane. Wigzka Swiatka z lascra ulega dyfrakcji na
krawedzi K prébki. Kat padania @ wigzki Swiatha na
krawegdZ probki K jest mierzony przy pomocy goniome-
tru G. Amlizator A mierzy w cieniu geometrycanym
badanej probki nachylenie plaszczyzny polaryzacji fali
ugi¢tej pod katem a wzgledem kierunku wigzki padajg-
cej. Fotodetektorem F moze by¢ oko ludzkie, ktéremu
nie zagraza uszkodzenie Swiatiem laserowym, poniewaz
nat¢zenie wigzki ugictej jest wicle rzedéw wielkosci
mniejsze od natgzenia wigzki oSwictlajacej krawedZ
Nast¢pnie wyznacza si¢ zmiang nachylenia plaszczyzny
polaryzacji wigzki $wiatlh wywolang umieszczeniem
badanej probki w wigzce swiatla z lasera i znajduje si¢
rezystywno$¢ materiata ze znanych zaletmodci inatematy-
cznych, otrzymanych na drodze teoretycznej analizy zja-
wiska dyfrakcji, przy odpowiednio dobranych warun-
kach brzegowych.
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Kat rozwarcia klina K probki pomiarowej jest dowolny
i moze byé rowniez katem prostym. Préobka wtedy ma
~ ksztalt prostopadiosciennej plytki o grubosci wigkszej niz
kilkadziesigt dugosci fali Swiatha z lasera.

Sposob wedlug wynalazku moze by¢ stosowany pod-
czas domieszkowania plytek potprzewodnikowych umie-
szczonych w rurze kwarcowej, w wysokiej prézni dla
zapewnienia cigglej kontroli domieszkowania.

Zastrzeienie patentowe
Sposob bezstykowego pomiaru rezystywnosci mate-
rialéw przewodzacych. w ktérym rezystywnosé¢ wyzna-
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cza si¢ z uzyskanych podczas pomiaru zmian wartosci
jednego z parametréw spolaryzowane;j fali elektromag-
netycznej, oddzialywujacej na prébk¢ badanego mate-
nalu, mamsienny tym, Ze badang probke (K) w ksztalcie
korzystnie klina o dowolnym kacie przy wierzcholku,
umieszcza si¢ w wigzce Swiatla lasera (L), mierzy si¢
nachylenie plaszczyzny polaryzacji wigzki Swiatlh z
lasera ugigtej na krwedzi badanej probki (K) w cieniu
geometrycznym tej probki oraz wyznacza si¢ zmiang
nachylenia polozenia plaszczyzny polaryzacji tej wigzki
Swiatla, wywolana umieszczeniem badanej probki w tej
wiazce $wiatla.
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